ICP spektrometr SPECTRO ARCOS
leho pednosti / vyhody
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SPECTRO ARCOS

Jedna se o novy model (2015) ICP spektrometruy kterolnym pokr&ovanim velice

uspSného fivodniho ICP spektromet@PECTRO ARCOS, jenZ se zejména oskil pfi
analyze &kych a komplikovanych matripgdle sloganu tam kde ostatni kgrmy
zaciname..).

Pti jeho konstrukci se vychazelo z technickych zkestinziskanych ufpdchoziho modelu a
ze zkuSenosti ziskanych gonstrukci naSeho nejprodavggiho spektrometru ICP

SPECTRO BLUE.

Pristroj se vyrabi jak v provedeni axialniho, taléta&dialniho snimani plasmy a gaw provedeni tzv.

MULTI VIEW .

Pozor!ll Nezamdnovat s tzvDUAL VIEW , coz je vzdy v podstafpiistroj s axidlnim pozorovanim se viemi
ctnostmi ale i neduhy, zejména horSsi radialni pibloleroti skuténému ICP s radialnim pohledem do plasmy.
MULTI VIEW je pfistroj ICP s oBma plnohodnotnymi pohledy, radialnim a také axralrbe vSemi
prednostmi&chto pohled a bez kompromis Takze vlastd mate dva plnohodnotnéiptroje v jednom.

Obr.1- Radialni pohled:
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Obr. 2 - Axialni pohled:

Vyhody naSeho axialniho pohledu do plasmy.
Na nasledujicim obrazku je princip snimanitivz emisni zény v axialnim provedeni, ktera rejém
obecn.
Pro sniméani vadi rekombi&a zéna, Obr. 3, ta se musi odstraniéléDse to iznymi metodami, rozfouknutim,
odfouknutim atd , které maji alézné nevyhody. Minimakh pti takovém zgisobu odstraimi rekombinani
zOny semusi pouzivat pro skteré dilezité prvky v €zkych matricich tzv. DUALVIEW coz je kompromisni
reSeni.
Obr. 3 - Klasicky systém

»ICP

EOP principle

GG

- GOS0 S5 8 R,
| SHERICEEO0, 4
e >
CHGRGT P 4
G

Optical tube

L 1 |

Recombination Emission zone Excitation zone
zone (no matrix (slight matrix

(serious matrix effect) effect)
effect)

Jednim z lepSich #pohi je patentovany princip fy. Spectro uvedeny na @hrPozorovaci a snimaci element
se vndi piimo do plasmygimzZ se dostane rekombiimd z6na mimo a pohled je bez kompromigoto je i
patrné na Obr. 2. TakZe dostaneme axialni potdety je schopen #iit i velmi t¢Zké matrice. Podobny
princip je u ICP-MS, coz jsoui@d drazsi fistroje.

Patentové&eSeni firmy SPECTRO: Obr. 4
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Tak to vypada ve skutaosti: Obr. 5

Optical Plasma Interface

I

VnéaSeci systém vzorku je specialni konstrukce em@apouze vzduchem, takZze nepbujeme vodni chlazeni
coz jsou dalSi podstatné Uspoiyakupu takovéhoifstroje a odpadaji ndklady na udrzbu a servis ehiiaz
Obr 6 - VnaSeci systém:

Optika ARCOSU je systém Paschen Runge coz mawytody:

1. pouZiva se pouze pnifiid spektra (nejsitjSi signal, velmi velka tepelna stalost, dobraaomerna
rozliSitelnost volena tak, aby uma#ala bez kompromisu &fit vSechnyéary v oblasti 130-770 nm,
meéteni na piku nebo jeho oblast zajmu).Velmi robuspiika ve které je umi&ho minimalni mnozstvi
moznych odraznych ploch (zrcatka, hranoly apoat)ése podileji na nezadoucim rozptyleném
switle!!!K dispozici jsou veSkeré existuji¢ary jez ve spektru v daném vinovém rozsahu nachBkzej

2. optika je jednoduchd, bez toho, Ze by paprs&kesmusel prochazetiznymi prostedimi a odrazet se
od zrcadel, hrané@lapod., které uzitay signél zeslabuji coz je nevyhoda ECHELLE sy$tém
Silny signal a moznost #¥it okamzi# bez Uprav v daleké UV oblasti, dobra udrzba jsgunamné
vyhody této optiky.

3. Spektrometr ppokryva cely rozsah od 130 —770nm, kde se nachémégnicary. Optické rozliseni

< 8pm, pixelové < 3pm.

Meteni je simultdnni a v celém rozsahu. Bez limitam&pcar nebo prvi.

Snimani je provedeno az 32 CCD prvky z nichz kalidyma svj vyhodnocovaci didici procesor

(velka rychlost mifeni a tim Uspora argonu atd.). Skenizagkundy! Klasické kvantitativni &eni (3

opakovani a gmér veetns doby vnaSeni vzofl je 140 sekund. Garance bezporuchovosti CCDiprvk

6. | kdyby se pokazil jeden z CCD privkak na rozdil od optiky ECHELLE by byla po dobuayy mimo
provoz jen 1/32 spektra a spektromefizemdale pracovat.

7. Termostatovani optiky je na +15 stiipCelsia, takZze nedochazi k namrzani a podobnyfmjena
detektoru.
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Obr. 7 - Schématické znazeém spektrometru.
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1 - Vstupni &trbina
2 - Miizka 3600 g/mm
1 3 - Mizka 1800 g/mm
4 - Miizka 3600 g/mm
5 - Virtuélni vstupni $tbina
6 6 - CCD pole 130-175 nm
(VUV oblast)
7 - CCD pole 175-340 nm
(UV oblast + VIS oblast)
- 8CD pole 340-770 nm
(VIS oblast)

Optika nema Zadné pohyblivé prvky ani systém zkcapmod. Proto je zateno velmi nizké rozptylové &tlo.
Zahrnuje v sob tii miizky 2 x 3600, 1 x 1800 vr/mmi{tspektrometry v jednom).

Vysledkem takové optiky je moznosefit od 130 nm. V oblasti 130-170 nm se nach&zajy,které jsou
nezavislé na matrici a umdji mefit i slozité matrice a navic i prvky, kterécsaaji byt z hlediska Zivotniho

prostedi velmi zajimavéCl, Br, |, N atd.)
Pritom optika je uzakena kontinualé proplachovana uzésnym systémem, dalSi vyznamna Uspora plynu.

Obr. 8.

Cistici patrona ma garantovanou Zivotnost dva rigkighce vyrinitelna a oproti proplachovanému systému
jsou naklady takovéhieSeni desetinové!



Generator plasmy je velmi robustni, plynule nastaimy v rozsahu 800-2000 W,
1. Je pl& polovodiEovy, velmi robustni a stabilni. PIné stability fgkiné k nifeni je dosazeno
(i s rezervou) do 5-ti minut! DalSi Uspora plylu
2. Ve pohotovostnim rezimu kdy nechcete @plypinat plasmu pracuje na vykonu 800W gami tomuto
vykonu klesne i sptéba Ar.

3. Generator Hinasi nejvyssi vykon plazmy, jaky je dnes dostuptgstovanym rozsahef®0 az 2000 WV
kombinaci s exkluzivni optikou, tyto skt rezervy vykonwmoziuji diive nemozné analyzyip
maximalnim zatizeni plazmy. ®de napiklad analyzovat velmigkavé latky nap benzin toluen, xylen
pii pokojové teplal.

4. Cely je chlazeny vzduchem takze népbujete systém chlazeni vodéarpadla, chladiatd.

Pro¢ rozsah od 130nme€éary ve VUV oblasti nejsou ovlivmy matrici.

Nap. zde je uveden typickyiiklad kdy jod na 183,038 ktery je siliovlivnén matrici v tomto fipad Fe.
Obr.9

» Fe-interference of lodine at 183,038 nm 2((3
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Kdyz se ale pouzijéara 142,549 nm je jak bylo uvedeno vySe na matggzavisla a umdibije
pohodiné niteni. A takovychiiznych gipadi je hodr.
Obr.10

P No Interference if lodine at 142,549 nm is used %/O
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Pristroj je velice rychly zréi napiklad celé spektrum za 3sekundy, pak Ize mozne fkiidu bez spdaeby
argonu si s gfenim pohrat a vybrat nejvhogai cary apod. ProtoZze zobrazeni je simultanni je vid§tv
vSechnytary a prvky i ty, které bychom tekali.

Obr.11
p ICP CIROS VISION

Scan Manager:Complete spectra
displayed in less than 3s!
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DalSim divodem je, Ze mattni prvky a silné matrice ovliwji tradiéni msfeni zejména n&arach a prvcich nad
200 nm (vizéary Fe) zatimco pod 200 nm ne.TakZe oblast 130r20@= vhodna i prasfké matrice. To
samozZejmé neznamena, Z&ry nad 200 nm jsou nepouzitelné ( pisté roztoky) ale musi se ¥ipack

slozijSich matric vzork volit rizné korekce.
Obr.12

» 10000 ppm Fe 7/0
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Kazdoucéaru Ize samdejne zobrazit tak, jako na hornim obrazcich 9 a 1&liSeni je voleno tak aby se

s carami dalo pohodkpracovat. Zarovedokladuje, Ze i viipack velmi koncentrovanych roztél pro ICP)
nedochazi k tzv. blooming efektu kter§l@ problémy pro jiné konstrukce nez Paschen — Rurgjména
ECHELLE.



Zhrnuti zavérem:

1.

2.

7.
8.

9.

Neni nutné dodaté&né vykonné vodni chlazeni generatoru spektrometrlRiistroj
je chlazen vzduchem.

Moznost volby vSech emisnictiar v rozsahu 130-770 nm. Htom optické
rozliSeni je v hlavni oblasti (do 340 nm) konstantin< 8pm.

Cary oblasti 130-160 nm vhodné vhodné pro #ifeni sloZitych matric a halogei
(Cl, Br,l)

Velka rychlost pFistroje, tim Uspora provoznich médii (Ar, roztoky,atd.)
Zaznam celého spektra a moznost dodateeho zpracovani dalSich prvi bez
nutnosti méreni vzorkia. Moznost o@tovné rekalkulace vysledk.

Simultanni prace s istrojem. Jeden mize mé¥it u piFistroje, ostatni
vyhodnocovat, dlat nové metody na jiném pditaci (napr. ve své kancel).
Moznost servisnich zasahze vzdaleného servisniho gtdiska.

Bezudrzbova optika, uzavena a naplréné Ar, neni nutny kontinualni proplach
ani vakuovani optiky coz @grinasi podstatné zvySeni provoznich naklad

Pristroj vyuZiva volné bézici VF generator 27MHz, coZ umotiuje volné
pirelad’ovani frekvence @i ménici se matrici.

10. Stabilizovani gFistroje po zapnuti plasmy je cca. 5 min.

Pohled na pistroj tak jak je dodavan tzn. Wetné vypoéetniho systému a
standardniho vnaseciho systému.

Dodava se ve verzich:

S radialnim pohledem do plasmy, rozsah 130 -nA70

S radialnim pohledem do plasmy, rozsah 160 -nni70

S axialnim pohledem do plasmy, rozsah 130 -nfi70

S axialnim pohledem do plasmy, rozsah 160 -nn70

S okkma pohledy do plasmy, gimadialnim i axialnim
tzv. Muliiew, rozsah 130 — 770 nm.
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